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内容简介

--------------------------------------------------------------------------------
本书包含基础篇和项目篇。基础篇包括绪论、几何量的加工误差和公差、几何公差与尺
寸公差的关系、表面粗糙度、螺纹的公差与配合、测量技术基础。项目篇包括内径百分
表测量孔径、表面粗糙度的测量、轴承的选择、平键的测量、花键的检测、齿轮的测量
、螺纹的测量。每个项目又分为若干个任务，便于教学开展和学生理解。
本书可作为中职学校机械类和仪器仪表类相关专业的教材，也可供相关工程技术人员参
考。
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